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@ Baugruppe aus optischem Element und Fassung 

@ Baugruppe aus optischem Element (1) und Fassung (5), 
bei der das optische Element uber eine Mehrzahl von La- 
schen (2) mit einem steifen Zwischenring (3) gekoppelt 
ist, der wiederum uber Stellglieder (4) oder passive Ent- 
koppler (35) mit einer Fassung (5) zum AnschluB an ein 
Gehause (7) und/oder an weitere Fassungen verbunden 
ist. Hochste mechanische Entlastung des optischen Ele- 
ments, DVU-resistente Ausfuhrungen. 
Anwendung in Projektionsbelichtungsanlagen. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Baugruppe aus optischem Ele- 
ment und Fassung, die Verwendung einer solchen Bau- 
gruppe, ein Objektiv damit und eine Projektionsbelichtungs- 
anlage der Mikrolithographie damit. Optische Baueiemente, 
z. B. Linsen, Prismen, Spiegel, Gitter, vielfach aus Glas, 
Kristall oder Keramik bestehend, werden regeimaBig mittels 
Fassungen, in der Regel aus Metall, zu optischen Baugrup- 
pen, zum Bei spiel Objektiven, zusammengebaut. 

Dabei sind die optischen Elemente unter Einhaltung en- 
ger Toleranzen relativ zueinander zu positionieren und die 
ganze Baugruppe soil eine gewisse Robustheit gegeniiber 
Umwelteinfliissen aufweisen. Besondere Anforderungen 
werden dabei sowohl bei astronomischen Teleskopen, wie 
bei satellitengestiitzten Systernen (Beispiel ROSAT-Ront- 
genteleskop) und bei Projektionsbelichtungssystemen der 
Mikrolithographie gestellt. 

EP 0 053 463 lehrt die Aufhangung von Prazisionsspie- 
geln an Blattfederelementen, die angeklebt werden. 

Eine hochentwickelte Fassungstechnik fur Linsen von 
Mikrolithographie-Projektionsobjekliven ist auch in US 
5,428,482 beschrieben. 

Entweder wird die Linse direkt mit drei radialen Biege- 
balken verklebt, oder ein Zwischenring ist uber drei am Urn- 
fang gleichverteilte Festkorpergelenke mit einem auBeren 
Fassungsring verbunden. Vollflachige Verklebung von Linse 
und Zwischenring ist vorgesehen. Durch Stapeln der Fas- 
sungsringe wird dann die optische Baugruppe, insbesondere 
ein Objektiv, aufgebaut. 

Anordnungen mit Aktuatoren zur Verlagerung oder De- 
formation optischer Elemente relativ zum Fassungs-Basis- 
teil sind in vielfaltiger Ausfuhrung bekannt. Ein Beispiel 
gibt EP 0 145 902 A, wo ein Spiegel uber drei tangentiale 
Speichen an einer Fassung aufgehangt ist, die durch Peltier- 
elemente in ihrer Lange verandert werden konnen. 

Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einer Bau- 
gruppe aus optischem Element und Fassung, bei der die Ge- 
nauigkeit der Positionierung des optischen Elements und 
seine Entkopplung von auf die Fassung wirkenden Umwelt- 
einfliissen gesteigert sind. Die Fiigestelle zwischen opti- 
schem Element und Fassung, also in der Regel eine Glas- 
Metall- oder Kristall-Metall-Verbindung, soli gleichzeitig 
von Anforderungen an die geometrische Prazision entlastet 
werden, um sie fur andere Fugeverfahren als Kleben haupt- 
sachlich wegen der DUV-Bestandigkeit zuganglich zu ma- 
chen. 

Die erfinderische Losung soli als Konstruktionsprinzip 
eine groBe Bandbreite von Anwendungsfallen abdecken. 
Die Integration in ein Objektiv und die Verwendung in einer 
Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage ist vorge- 
sehen, mit besonderer Eignung zur sehr feinfuhligen Rege- 
lung von dessen Abbildungsleistung. 

Gelost wird diese Aufgabe durch eine Baugruppe aus op- 
tischem Element und Fassung nach Anspruch 1, bei der das 
optische Element uber eine Mehrzahl von Laschen mit ei- 
nem steifen Zwischenring gekoppelt ist, der wiederum uber 
aktive Stellglieder oder passive Entkoppler mit einer Fas- 
sung zum AnschluB an ein Gehause und/oder an weitere 
Fassungen verbunden ist. 

Vorteilhafte Ausfuhrungsformen sind Gegenstand der 
Unteranspriiche 2 bis 26. GemaB Anspruch 2 sind die La- 
schen als Federgelenke bzw. Blattfedem angelegt. Damit 
wird im wesentlichen die unterschiedliche Warmeausdeh- 
nung vom optischem Element (z. B. Glas) und Fassung 
(Metall) aufgenommen. Insgesamt werden Spannungen mi- 
nimi ert. 

Die Verbindung des optischen Elements mit den Laschen 



ist Gegenstand der Anspriiche 3 bis 7. Hier geht es darum, 
Stabiiitat gegen die Strahlung mit der das optische Element 
beaufschlagt wird zu sichern - was bei Klebungen im UV- 
Bereich ein Problem ist - und gleichzeitig keine Spannun- 
5 gen im optischen Element aufzubauen, wie das bei forrn- 
schlussigen Verbindungen (Klemmung) unvermeidbar ist. 
Metallische SchweiB- oder Lotverbindungen werden daher 
bevorzugt. 

GemaB den Anspriichen 8 bis 12 gilt ahnliches fur die 
10 Verbindung der Laschen mit dem Zwischenring, wobei hier 
auch die homogene einstuckige Ausfuhrung nach Anspruch 
8 moglich und in vielen Fallen sinnvoll ist. Wo jedoch Lage- 
toleranzen der Laschen an der Verbindung zum optischen 
Element auszugleichen sind, ist die Fugung an den Zwi- 
15 scheming z. B. durch LaserschweiBen nach Anspruch 12 
vorteilhaft. 

GemaB Anspruch 13 sind Piezoelemente, aber auch Pel- 
tierelemente (nach EP 0 145 902 A) geeignete Antriebsmit- 
tel fur die aktiven Stellglieder, die zudem geeignete Getriebe 

20 (Festkorperhebel und -gelenke) umfassen konnen. 

GemaB Anspruch 14 sind fur die passiven Entkoppler in 
erster Linie Festkorpergelenke und -getriebe geeignet, etwa 
entsprechend US 5,428,482. 

Eine bedeutende Klasse von optischen Elementen sind 

25 die nach Anspruch 15 vorgesehenen mit rotation ssymmetri- 
schem Rand mit einer Symrnetrieachse. Dies umfaBt insbe- 
sondere die klassischen Linsen mit zylindrischem Rand, 
durchaus auch mit nicht spharischen und nicht zentrierten 
optischen Flachen. 

30 Dafur geben die Anspriiche 16 bis 18 vorteilhafte Aus- 
fuhrungen des Zwischenrings und der Laschen an. 

Anspruch 19 gibt eine weitere Klasse von optischen Ele- 
menten an- die in Anspruch 15 beschriebene ist darin ent- 
halten - mit denen besonders vorteilhafte Ausfuhrungen 

35 u. a. nach den Anspriichen 20 und 21 hinsichtlich der La- 
schenanordnung moglich sind. Die Laschen sind danach wie 
Speichen zwischen dem optischen Element "Nabe" und dem 
Zwischenring "Felge" angeordnet. 

Nach Anspruch 22 sind die Laschen ahnlich wie die Bal- 

40 ken der US 5,428,482 tangential angeordnet. 

Anspruch 23 beschreibt einen wesentlichen Vorteil der er- 
findungsgemaBen Anordnung, die mit ihren vielen freien 
Konstruktionsparametern gut die Einstellung einer niedrig- 
sten Eigenfrequenz mechanischer Schwingungen groBer als 

45 200 bis 400 Hz ermoglicht. Damit. werden die im wesentli- 
chen bei niedrigeren Frequenzen vorliegenden storenden 
Schwingungsanregungen wirksam unterdruckt. 

Anspriiche 24 und 25 dokumentieren die mit der Erfin- 
dung erreichbare hohe Gute der spannungsfreien Lagerung. 

50 Es werden astigmatische bzw. 3 wellige Rest-Li nsendefor- 
mationen unter 30 nm, bis unter 20 nm, erreicnt. Die Defor- 
mationen der Auflageflache des AuBenrings werden zu uber 
95%, vorzugsweise iiber 98% und in optimalen Konstruk- 
tionen zu iiber 99% von der Linse entkoppelt. 

55 Passive Stellglieder, wie sie nach Anspruch 26 vorgese- 
hen sind, eignen sich besonders zur Justage nach den An- 
spriichen 30 oder 31. 

In ihrem bevorzugten Einsatz sind die Baugruppen gemaB 
den Anspriichen 27 bis 29 in Objektiven und Projektionsbe- 

60 lichtungsanlagen der Mikrolithographie, wobei besonders 
die Einbindung in Regelkreise nach Anspruch 28 die Kor- 
rektur extrem f einer Slorungen ermoglicht. 

Naher erlautert wird die Erfindung anhand der Zeichnun- 
gen. 

65 Fig. 1 zeigt einen schematischen Schnitt durch eine erfin- 
dungsgemaBe Anordnung mit hangenden Laschen und Ak- 
tuator; 

Fig. 2 zeigt einen schematischen Schnitt durch eine erfin- 
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dungsgemaBe Anordnung mit liegenden Laschen und Fest- 
korpergelenk zwischen Zwischenring und Fassung; 

Fig. 3 zeigt eine Aufsicht auf eine Anordnung nach Art 
der Fig. 2; 

Fig. 4 zeigt eine Aufsicht auf eine erfindungsgemaBe An- 5 
ordnung mit tangentialen Laschen; 

Fig. 5 zeigt einen schematischen Schnittdurch eine erfin- 
dungsgemaBe Anordnung mit Spiegel und Aktuator mit He- 
belgetriebe; 

Fig. 6 zeigt schematisch eine Projektionsbelichtungsan- 10 
lage; 

Fig. 7 schematisch eine bevorzugte Federlasche. 

Die in Fig. 1 dargestellte Anordnung weist eine Linse 1 
und eine Fassung 5 auf. ErfindungsgemaB ist ein steifer 
Zwischenring 3 - z. B. ein Edelstahlring von (groBenord- 15 
nungsmaBig) 1 cm 2 Querschnitt abhangig von Masse und 
Steifigkeit der Linse- vorgesehen, der liber Laschen 2 mit 
der Linse 1 und uber Aktuatoren 4 mit der Fassung 5 ver- 
bunden ist. Uber eine Zwischenlage 6, die der exakten H6- 
henjustage dient, ist die Fassung an ein Gehause 7 ange- 20 
schlossen, das z. B. als Abstandsring zu einer weiteren der- 
ail gefaBten Linse ausgebildet ist. 

Die Verbindung 12 der Linse 1 mit den Laschen 2 ist aus 
zwei Griinden problematisch: 

Erstens ist die Werkstoffpaarung durch die unterschiedli- 25 
chen Eigenschaften des optischen Elements 1 aus Glas, aus 
Kristallen wie CaF2 oder Quarz oder aus Glaskeramik (Ze- 
rodur(R)-Spiegel) und der Metall-Laschen 2 aus Edelstahl, 
Federbronze oder dergleichen beim SchweiBen, Loten aber 
auch beim Schrauben oder Nieten problembehaftet. 30 

Zweitens ist diese Fugestelle durch die Strahlung, zu de- 
ren Transport das optische Element da ist, belastet - mit 
Ausnahmen bei Spiegeln -. Bei Anwendungen im tiefen UV- 
Spektralbereich (etwa 300 - 100 nm Wellenlange) fuhrt dies 
zur weitgehenden Unbrauchbarkeit organischer Kleber, da 35 
diese durch die Strahlung zerstort werden. 

Daneben ist diese Verbindung 12 mit sehr engen geome- 
trischen Toleranzen auszufuhren, um den Zweck der Anord- 
nung zu erreichen. 

Weiter sind die optischen Elernente 1 empfindlich gegen 40 
thermische Belastungen, da beispielsweise Antireflexbe- 
schichtungen Temperaturen deutlich uber 100°c nicht ver- 
tragen und andererseits Glaser und besonders Kristalle wie 
CaF2 - das wegen seiner DUV-Transparenz als Partner zu 
Quarzglas fur achromatisierte Optiken benotigt wird - emp- 45 
findlich gegen zeidiche und raumliche Temperaturgradien- 
ten. 

Im Beispiel ist die Verbindung 12 durch eine Ultraschall- 
schweiBung, wie sie beispielsweise aus E. Roder et al., 
Technologie & Management 44 (1995), Seite 31-39 bekannt 50 
ist, hergestellt, womit die o.g. Probleme beherrscht werden 
konnen. Eine andere mogliche Fiigetechnik ist das Loten mit 
niedrigschmelzenden Loten wie in DE 197 55 356 darge- 
stellt. Positionstoleranzen der Laschen 2 konnen durch die 
Kopplung 25 der Laschen an den steifen Zwischenring auf- 55 
gefangen werden, wenn diese anschlieBend ausgefuhrt wird. 
Daftir hat sich das LaserschweiBen als geeignet gezeigt, wo- 
durch bei geringem Warmeeintrag sehr gleichmaBige 
SchweiBverbindungen erzielt werden. 

Die Laschen 2 sind als Blattfederelemente aus Blech 60 
durch Stanzen oder Atzen prazise geformt. Sie sind typisch 
0,1 mm bis 0,5 mm dick, ca 3-20 mm breit und 10-30 mm 
lang, bei einem Abstand von einigen mm. Im Beispiel sind 
sie parallel zur optischen Achse und Syrnmetrieachse der 
Linse 1 angeordnet. 65 

Eine Ausfuhrung nach Fig. 7, ein Atz- oder Stanzteil mit 
steifem Biigel 71, zwei tangentialen Blattfederelementen 72, 
73 und Zone 74 zum UltraschallverschweiBen mit der Linse 



716 A 1 

4 

dazwischen ergibt momentenfreie radiale Ausdehnungs- 
moglichkeit der Linse. Mit 75 ist die Laser-SchweiBzone zur 
Verbindung mit dem Zwischenring bezeichnet. 

An zum Beispiel drei uber den Umfang gleichverteilten 
Stellen ist der steife Zwischenring 3 uber Aktuatoren 4 mit 
der Fassung 5 verbunden. Die Aktuatoren 4 sind z. B. aus 
piezoelektrischen Elementen aufgebaut. Durch diese Anord- 
nung werden zwei Freiheitsgrade der Linse 1 gegenuber der 
Fassung 5 entkoppelt, namlich die Kippungen um die x- und 
y-Achsen senkrecht zur Syrnmetrieachse 5. 

Passive Aktuatoren die nur bei der Ju stage des Objektives 
benotigt werden, konnen auch durch Stellschrauben betatigt 
werden. 

Dies ermoglicht einerseits eine Justierung der Linsenkip- 
pung und entkoppelt andererseits Deformationen der Fas- 
sung 5, die beim Zusammenbau der Fassungen 5, Zwischen- 
lagen 6 und Gehause 7 zu kompletten optischen Systemen - 
z. B. Objektiven - aus deren Fertigungstoleranzen usw. ent- 
stehen. 

Fig. 2 zeigt in entsprechender Darstellung eine Variante. 
Hier ist die Linse 1 durch eine Klebestelle 122 mit den La- 
schen 22 verbunden. Bei Anwendung einer Kleberschutz- 
schicht nach DE 197 48 211 ist die Strahlungsbestandigkeit 
des Klebers gesichert. Die bekannte Methode des Richtkit- 
tens ermoglicht dabei eine sehr genaue Justage. 

Die Laschen 22 sind mit dem steifen Ring 32 vereinigt 
aus einem Stuck gefertigt, wobei z. B. zum Prazisionsdre- 
hen zusatzlich das Erodieren zum Einbringen der Trennun- 
gen zwischen den Laschen 22 eingesetzt wird. Durch Fest- 
korpergelenke 35 ist der steife Ring von der Fassung 52 ent- 
koppelt, so daB sich deren Verforrnungen im Einbauzustand 
nicht auf die Linse 1 auswirken konnen. 

Die typischen Abmessungen sind gleich wie bei Fig. 2. 

Fig. 3 zeigt eine Ansicht der in Fig. 2 im Querschnitt ge- 
zeigten Anordnung in Richtung der optischen Achse und 
Syrnmetrieachse S. Man sieht, daB die Laschen 22 radial an- 
geordnet sind und jeweils zu einer Ebene E symmetrisch 
ausgebildet sind, welche die Syrnmetrieachse S enthalt (An- 
spruch 17). Auch hat das optische Element 1 (Linse) einen 
zur Syrnmetrieachse S rotationssymmetrischen Rand 1R, 
der Zwischenring 32 ist ein zur Syrnmetrieachse S rotations- 
symmetrischer Ring (Anspruch 16), und die Laschen 22 
sind uber den Umfang gleichverteilt (Anspruch 18). Auf der 
X-Achse und der Y-Achse liegen jeweils Federgelenke 35, 
35', deren Beweglichkeit jeweils paarweise verschieden ori- 
entiert ist, Der Fassungskonstrukteur wahlt Anzahl, Lage 
und Beweglichkeit nach den gegebenen Beanspruchungen 
aus. Auch die Fassung 52 ist hier wie im allgemeinen bei 
Linsenfassungen zylindrisch. 

Fig. 4 zeigt in gleicher Aufsicht eine erfindungsgemaBe 
Anordnung mit tangential an die Linse 1 angreifenden La- 
schen 24, die hier auch senkrecht zur Zeichenebene stehen 
und damit im Sinne von Anspruch 20 senkrecht zur Haupt- 
ebene X, Y mit x- und y-Achse stehen - wie auch die han- 
genden Laschen der Fig. 1 -. Der Zwischenring 34 ist hier 
uber drei unter jeweils 1200 angeordnete Aktuatoren 4 der 
zu Fig. 1 beschriebenen Bauart mit der Fassung 5 verbun- 
den. 

Die erfindungsgemaBe Anordnung eignet sich natiirlich 
nicht nur fur rotauonssymmetrische Linsen wie in oben ste- 
henden Beispielen, sondern flir jede Art optischer Elernente 
wiePrismen, Spiegel, Gitter, holographische Elernente usw. 
jeder Form. Beachtlich ist, daB diese Fassungstechnik fur 
beliebige Lagen des optischen Elements relativ zur Schwer- 
kraft geeignet ist. 

Als Beispiel zeigt Fig. 5 einen dezentrierten Zylinder- 
spiegel 15, der mit paarweise schragstehenden Federlaschen 
25 an den Zwischenring 35 angebunden ist. Uber die Fest- 
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korpergelenke 452, 453 und den Hebel 451 ist der steife 
Zwischenring an die Fassung 55 gekoppelt. Der Aktuator 45 
(z. B. piezoelektrisch, oder durch ein Peltierelement gesteu- 
ertes Ausdehnungselement vgL EP 0 145 902 A) wirkt so 
iiber das Hebelgetriebe 451, 452, 453 mit Untersetzung auf 5 
den Zwischenring 35. 

Fig. 6 zeigt schlieBlich beispielhaft die Unterbringung ei- 
ner erfindungsgemaB in einer Fassung 652 angeordneten 
Linse 651 in einem Objektiv 65, das als Projektionsobjektiv 
Teil einer Mikrolithographie-Projektionsbeiichtungsanlage 10 
ist. Diese besteht wie bekannt aus einer Lichtquelle 61, ei- 
nem Beleuchtungssystem 63, einer Maske 64 mit einem Po- 
sitioniersystem 641, dem Objektiv 65, dem Wafer 66 und 
dessen Positioniersystem 661. 

Naturlich sind in der Regel im Objektiv 65 mehrere Lin- 15 
sen, bei einem katadioptrischen oder katoptrischen Objektiv 
auch Spiegel, erfindungsgemaB gefaBt. Hier ist aber aus 
Griinden der Klarheit nur eines gezeigt. Ebenso kann diese 
Fassungtechnik naturlich auch im Beleuchtungssystem 63 
Verwendung flnden. 20 

Ein Leitsystem 67 der Projektionsbelichtungsanlage mit 
Sensoren 671, 672, 673 steuert die Aktuatoren 653 an der 
Fassung 652. 

Abhangig von Bildparametern (Sensor 671) wie Fokus- 
lage, Wellenfront und dergleichen, von Beleuchtungspara- 25 
metern (Sensor 672) wie Pulsdauer, Zahl, Beleuchtungsein- 
stellung wie Koharenzgrad, Quadrupolbeleuchtung, und/ 
oder von Parametern der Maske (Sensor 673) regelt das 
Leitsystem 67 durch ansteuem der Aktuatoren 653 wie auch 
ggf . der Aktuatoren anderer optischer Elemente die optimale 30 
Bildqualitat, wobei in der Regel im Leitsystem 67 abgelegte 
Kennfelder und Kalibrierparameter Verwendung flnden. 

Patentanspruche 

35 

1. Baugruppe aus optischem Element (1) und Fassung 
(5), bei der das optische Element iiber eine Mehrzahl 
von Laschen (2) mit einem steifen Zwischenring (3) 
gekoppelt ist, der wiederum iiber Stellglieder (4) oder 
passive Entkoppler (35) mit einer Fassung (5) zum An- 40 
schluB an ein Gehause (7) und/oder an weitere Fas sun- 
gen verbunden ist, 

2. Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Laschen (22) als Federgelenke, insbeson- 
dere als Blattfedern, ausgelegt sind. 45 

3. Baugruppe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Laschen (2) stoffschlussig mit 
dem optischen Element (1) verbunden sind. 

4. Baugruppe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Verbindung der Laschen (2) mit dem opti- 50 
schen Element (1) gegen ultraviolette Strahlung, insbe- 
sondere bei Welleniangen unter 300 nm, resistent ist. 

5. Baugruppe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB das optische Element (1) aus Glas oder Kristall 
besteht, die Laschen (2) aus Metall und die Verbindung 55 
frei von organischen Bestandteilen ist. 

6. Baugruppe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Verbindung geschweiBt ist, insbesondere 
durch DiffusionsschweiBung oder Ultraschallschwei- 
Bung. 60 

7. Baugruppe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Verbindung gelotet ist. 

8. Baugruppe nach mindestens einem der Anspriiche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Laschen (22) 
mit dem Zwischenring (32) einen einteiligen Korper 65 
bilden. 

9. Baugruppe nach mindestens einem der Anspriiche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Laschen (2) 
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stoffschlussig an den Zwischenring (3) gekoppelt sind. 

10. Baugruppe nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kopplung der Laschen (2) mit dem 
Zwischenring (3) gegen ultraviolette Strahlung, insbe- 
sondere bei Welleniangen unter 300 nm, resistent ist. 

11. Baugruppe nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kopplung frei von organischen Be- 
standteilen ist. 

12. Baugruppe nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kopplung geschweiBt ist, insbeson- 
dere durch LaserschweiBen. 

13. Baugruppe nach mindestens einem der Anspriiche 
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Stellglieder 
(4) Piezoelemente oder Peltierelernente enthalten. 

14. Baugruppe nach mindestens einem der Anspriiche 
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB die passiven 
Entkoppler (35, 35') Festkorpergelenke enthalten. 

15. Baugruppe nach mindestens einem der Anspriiche 
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB das optische 
Element (1) einen rotationssymmetrischen Rand mit ei- 
ner Symmetrieachse (S) aufweist. 

16. Baugruppe nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Zwischenring (2) zur Symmetrie- 
achse (S) rotationssymmetrisch ist. 

17. Baugruppe nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Laschen (2) symmetrisch zu die 
Symmetrieachse enthaltenden Ebenen (E) ausgebildet 
sind. 

18. Baugruppe nach mindestens einem der Anspriiche 
15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB die Laschen 
(22) gleichmaBig iiber den Umfang des optischen Ele- 
ments (1) verteilt angeordnet sind. 

19. Baugruppe nach mindestens einem der Anspriiche 
1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB das optische 
Element (1) eine Haupt-Ebene (H) aufweist, welche 
sein Rand mit einer geschlossenen Kurve durchstoBt. 

20. Baugruppe nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Laschen (22) im wesentlichen senk- 
recht zur Haupt-Ebene (H) angeordnet sind. 

21. Baugruppe nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Laschen (22) im wesentlichen in der 
Haupt-Ebene (H) radial zum Rand des optischen Ele- 
ments (1) angeordnet sind. 

22. Baugruppe nach mindestens einem der Anspriiche 
1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daB die Laschen (22) 
im wesentlichen tangential zum Rand (1R) des opti- 
schen Elements (1) angeordnet sind. 

23. Baugruppe nach mindestens einem der Anspriiche 
1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daB die niedrigste 
Eigenfrequenz mechanischer Schwingungen groBer als 
200 Hz, vorzugsweise groBer als 300 Hz, bis zu etwa 1 
KHz ist. 

24. Baugruppe nach mindestens einem der Anspriiche 
1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daB die astigmati- 
sche und die dreiwellige Deformation des optischen 
Elements (1) unter 30 nm liegt. 

25. Baugruppe nach mindestens einem der Anspriiche 
1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dafi die Deformatio- 
nen der Auflageflache des AuBenrings (5) zu iiber 95% 
vom optischen Element (1) entkoppelt sind. 

26. Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mindestens ein Teil der Stellglieder (4) 
passiv ist. 

27. Objektiv (65) enthaltend zumindest eine Bau- 
gruppe nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 26. 

28. Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithogra- 
phie enthaltend zumindest eine Baugruppe nach min- 
destens einem der Anspriiche 1 bis 26, mit mindestens 
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einem Aktuator (653), dadurch gekennzeichnet, daB 
ein Regelkreis vorhanden ist, der mindestens einen Ak- 
tuator (653) ansteuert. 

29. Verwendung einer Baugruppe nach mindestens ei- 
nem der Anspruche 1 bis 26 zum Aufbau einer Mikro- 
li thographie-Projektionsbeli chtungsanlage. 

30. Verwendung des passiven Stellgliedes nach An- 
spruch 26 zur Justage der Linse zu einer Referenz au- 
Berhalb des Objektives nach Anspruch 27. 

31. Verwendung des passiven Stellgliedes nach An- 
spruch 26 zur Justage der Linse innerhalb des Objekti- 
ves nach Anspruch 27 wahrend der Justage derselben. 
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